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Publication Title: 

LIQUID DISTRIBUTION UNIT' FOR DIVIDING A LIQUID CURRENT INTO A 
PLURALITY OF PARTIAL CURRENTS 



Abstract: 

The invention relates to a liquid distribution unit (10, 20) for dividing a liquid 
current into a plurality of partial currents. Said unit comprises at least one liquid 
inlet (13, 23) for the supplied liquid current, a plurality of liquid outlets (14; 24) for 
the partial currents, and a plurality of channels (15, 25) connecting the liquid 
inlets (13, 23) to the liquid outlets (14, 24). Said unit is characterised in that the 
channels (15, 25) symmetrically and respectively branch off (16, 26) into 
upstream channels (15a, 15b, 15c, 15d, 15e; 25a, 25b, 25c, 25d, 25e) and each 
connection leading from the liquid inlet (13; 23) to one of the liquid outlets (14; 
24) comprises the same channels (15, 25) and the same branches (16, 26). A 
liquid distribution device for the divided distribution of at least two different liquids 
comprises a plurality of such liquid distribution units (10, 20) placed flatly on top 
of each other. One of the liquid 
3b3 

s is distributed in each liquid distribution unit (10, 20) and the other(s) is/are 
guided through separate passages (17, 27) in an undistributed manner. One 
such liquid distribution device can especially be embodied as a device for 
supplying gases for a CVD coating installation. In this case, at least one liquid 
distribution unit (10) is provided for a precursor gas optionally having a carrier 
gas, and at least one other liquid distribution unit (20) is provided for a reactive 
gas. 
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(57) Abstract: The invention relates to a liquid distribution unit (10, 20) for dividing a liquid current into a plurality of partial 
currents. Said unit comprises at least one liquid inlet (13, 23) for the supplied liquid current, a plurality of liquid outlets (14; 24) for 
the partial currents, and a plurality of channels (15, 25) connecting the liquid inlets (13, 23) to the liquid outlets (14, 24). Said unit 
is characterised in that the channels (15, 25) symmetrically and respectively branch off (16, 26) into upstream channels (15a, 15b, 
15c, 15d, 15e; 25a, 25b, 25c, 25d, 25e) and each connection leading from the liquid inlet (13; 23) to one of the liquid outlets (14; 
24) comprises the same channels (15, 25) and the same branches (16, 26). A liquid distribution device for the divided distribution of 
at least two different liquids comprises a plurality of such liquid distribution units (10, 20) placed flatly on top of each other. One of 
the liquids is distributed in each liquid distribution unit (10, 20) and the other(s) is/are guided through separate passages (17, 27) in 
an undistributed manner. One such liquid distribution device can especially be embodied as a device for supplying gases for a CVD 
coating installation. In this case, at least one liquid distribution unit (10) is provided for a precursor gas optionally having a carrier 
gas, and at least one other liquid distribution unit (20) is provided for a reactive gas. 



fs| (57) Zusammenfassung: Eine Fluidverteilungseinheit (10, 20) zum Verteilen eines Fluidstromes auf mehrere Teilstrome besitzt 
© mindestens einen Fluideinlass (13, 23) fur den zugefuhrten Fluidstrom, mehrere Fluidauslasse (14; 24) fur die Teilstrome, und meh- 

Orere Kanale (15, 25), die den Fluideinlass (13, 23) mit den Fluidauslassen (14, 24) verbinden. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass 
die Kanale (15, 25) sich jeweils in Verzweigungen (16, 26) symmetrisch in 

[Fortsetzung auf der nachsten SeiteJ 
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nachgeordnete Kanale (15a, 15b, 15c, 15d, 15e; 25a, 25b, 25c, 25d, 25e) aufteilen und dass jede Verbindung von dem Fluideinlass 
(13; 23) zu einem der Fluidauslasse (14; 24) gleiche Kanale (15, 25) und gleiche Verzweigungen (16, 26) aufweist. Eine Fluid- 
verteilungsvorrichtung zur getrennten Verteilung von zwei oder mehr unterschiedlichen Fluiden weist mehrere flachig ubereinander 
geschichtete derartige Fluidverteilungseinheiten (10, 20) auf, wobei in den Fluidverteilungseinheiten (10, 20) jeweils eines der Flu- 
ide verteilt und das oder die anderen durch davon getrennte Durchfiihrungen (17, 27) unverteilt geleitet wird. Eine derartige Flu- 
idverteilungsvorrichtung kann insbesondere als Zufuhreinrichtung von Gasen ftfr eine CVD-Beschichtungsanlage ausgebildet sein. 
Dabei ist dann mindestens eine Fluidverteilungseinheit (10) fur ein Precursorgas mit gegebenenfalls einem Tragergas vorgesehen ist, 
und mindestens eine andere Fluidverteilungseinheit (20) fur ein Reaktivgas vorgesehen. 



WO 02/055757 PCT/EP02/00097 
FLUIDVERTEILUNGSEINHEIT ZUM VERTEILEN EINES FLUIDSTROMES AUP MEHRERE TEILSTROME 

Fluidverteilungseinheit zum Verteilen eines Fluidstromes auf mehrere 
Teilstrome und Fluidverteilungsvorrichtung fur mehrere Fluide 

Die Erfindung betrifft eine Fluidverteilungseinheit zum Verteilen eines 
5 Fluidstromes auf mehrere Teilstrome mit'mindestens einem Fluideinlass fur den 
zugefuhrten Fluidstrom, mit mehreren Fluidauslassen fur die Teilstrome, und mit 
mehreren Kanalen, die den Fluideinlass mit den Fluidauslassen verbinden. Die 
Erfindung betrifft aulierdem eine Fluidverteilungsvorrichtung zur getrennten 
Verteilung von zwei oder mehr unterschiedlichen Fluiden. 

10 

Ein praktischer Anwendungsfall fur solche Fiuidverteilungsvorrichtungen sind 
Zufuhrvorrichtungen zum Zufuhren eines Gasstromes fiir eine CVD (Chemical 
vapor deposition) - Beschichtungsanlage, also eine Beschichtungsanlage mit 
chemischer Gasphasenabscheidung. Bei CVD-Beschichtungsanlagen wird in der 

15 Regel das aufzutragende Material in Form einer chemischen Verbindung, die als 
Vorlauferverbindung oder Precursor bezeichnet wird, zugefuhrt. Der Precursor 
wird als Precursorgas gegebenenfalls zusammen mit einem Tragergas der 
CVD-Beschichtungsanlage zugefuhrt, wo er dann mit einem getrennt 
zugefuhrten Reaktionsgas zusammentrifft, mit diesem reagiert, und die auf das 

20 Substrat aufzutragenden Bestandteile freisetzt. 

Urn uber die gesamte Flache des Substrates das gewunschte Schichtmaterial in 
gleichmadiger chemischer Zusammensetzung und gleichmaBiger Dicke aufzu- 
tragen, ist eine moglichst gleichmatiige ZufQhrung des Precursorgases und 

25 vorteilhafterweise auch des Tragergases erwQnscht. Hierbei sollen insbesondere 
die Stromungsgeschwindigkeit, das Stromungsprofil und die Stromungsrichtung 
sowie die Temperatur der einzelnen Gasstrome aus den Gasauslassen 
• mSglichst gleich sein. Insbesondere fiir eine kontinuierliche Beschichtung in 
einem Endlosverfahren mOssen in den Dusen gleiche Bedingungen eingestellt 

30 sein. 
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Nach einem beispielsweise aus der US-PS 5,624,498 und der US-PS 6,086,677 
bekannten Verfahren wird der Precursorgasstrom zunachst einem groderen 
Sammelbehalter, zum Beispiel einem groften Rohr, zugefuhrt, von dem 
verschiedene Gasauslasse mit Dusen wegfuhren. Diese Konzeption wird daher 
5 auch als "Gasdusche" (shower head) bezeichnet. Durch Verwendung des 
groflen Sammelbehalters soli ein moglichst gleichmafiiger statischer Druck an 
den verschiedenen Auslassen des Sammelbehalters gewahrleistet werden, so 
dass in den Gasauslassen gleichmafiige, zueinander weitgehend gleiche 
StrSmungen auftreten. 

10 

Problematisch an einer derartigen Zufuhreinrichtung ist jedoch, dass auch bei 
Verwendung eines groften Sammelbehalters unterschiedliche dynamische und 
statische Druckverhaltnisse auftreten konnen, da die verschiedenen Gasaus- 
lasse von dem Gaseinlass des Sammelbehalters unterschiedlich weit entfemt 
15 sind. So werden Gasauslasse, die naher an dem Gaseinlass des Sammel- 
behalters angeordnet sind, eine groUere Gasaustrittsgeschwindigkeit aufweisen, 
als weiter entfernte. 

UngOnstig ist auch die relativ lange und daruber hinaus unterschiedliche und 
20 schwer vorherzusagende Oder zu berechnende Verweildauer (Aufenthaltsdauer) 
der Gase in der "Gasdusche". Insbesondere kann bei leichter zersetzbaren, 
empfindlicheren organischen Verbindungen in dem Sammelbehalter eine 
unerwunschte Zersetzung und gegebenenfalls Abscheidung von Bestandteilen 
des Precursorgases stattfinden. Bei Verwendung einer derartigen Zufuhr- 
25 vorrichtung bei unterschiedlichen Gaszufuhrraten kann bei hoheren Gaszufuhr- 
raten ein ungleichmafliges Ausstromprofil Qber die verschiedenen Dusen und bei 
geringeren Zufuhrraten und somit einer noch hoheren Verweildauer des 
Precursors in dem Sammelbehalter eine unerwunschte Zersetzung stattfinden. 
Problematisch ist weiterhin eine gewunschte Temperierung des Gasstromes in 
30 dem Sammelbehalter sowie in den Dusen. 
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Mbglich ist auch eine Regelung des Gasstromes aus den verschiedenen Gas- 
auslassen durch die Steuerung der einzelnen Dusen, die in die jeweiligen 
Gasauslasse eingesetzt sind. Hierbei konnen insbesondere DQsen, an denen ein 
hoherer Gasdruck anliegt, mit kleinerem Durchschnittsquerschnitt ausgebildet 
5 werden als in DQsen, in denen ein geringerer Gasdruck anliegt. Zwar kann hier- 
durch eine gewisse Vergleichmalligung der Ausstromgeschwindigkeit an den 
verschiedenen DQsen erreicht werden; eine derartige Einstellung ist in der Regel 
jedoch nur fUr bestimmte Gaszufuhrraten, bestimmte Gasaustrittsgeschwindig- 
keiten und bestimmte Temperaturen moglich. Bei einer Anderung dieser 

10 Parameter ist eine entsprechende, aufwendige Verstellung der jeweiligen Dusen- 
einstellung notwendig. Auch kann das Stromungsprofil der einzelnen Gasstrome 
' aus den jeweiligen Dusen voneinander unterschiedlich sein, auch wenn die 
mittlere Austrittsgeschwindigkeit bei alien Dusen gleich ist. Weiterhin sind die 
Verweilzeiten des Gases von der Gaszufuhr bis zu den einzelnen Dusen 

15 unterschiedlich. 

Weiterhin kann fur eine VergleichmaUigung des Gasstromes eine 
Diffusoreinrichtung verwendet werden, die zum Beispiel eine Metallplatte mit 
gleichmaliigen Lochern aufweist. Bei einer derartigen Diffusoreinrichtung konnen 

20 jedoch Turbulenzen im Gasstrom, langere Verweilzeiten von Teilen des 
Gasstromes und eine unerwunschte Abscheidung oder vorzeitige 
Gasphasenreaktionen stattfinden. Eine vergleichbare Konzeption wird zum 
Beispiel in der US-PS 5,595,606 vorgeschlagen. Dort wird auISerdem mit einer 
Vielzahl von ausgeklugelt angeordneten Heizeinrichtungen versucht, eine 

25 gleichmaliige Temperierung zu schaffen und so den Strom besser kontrollieren 
zu konnen. 

Der Erfindung liegt demgegenuber die Aufgabe zugrunde, eine gegenuber dem 
Stand derTechnik verbesserte Fluidverteilungseinheit vorzuschlagen. 

30 

Eine weitere Aufgabe ist es, eine auch fur mehrere separat zu verteilende Fluide 
geeignete Fluidverteilungsvorrichtung zu schaffen, die moglichst einfach 
aufgebaut ist. 
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Die erste Aufgabe wird erfindungsgemafi dadurch gelost, dass die Kanale sich 
jeweils in Verzweigungen symmetrisch in nachgeordnete Kanale aufteilen und 
dass jede Verbindung von dem Fluideinlass zu einem der Fluidauslasse gleiche 
5 Kanale und gleiche Verzweigungen aufweist. 

Die zweite Aufgabe wird gelost durch eine Fluidverteilungsvorrichtung zur ge- 
trennten Verteilung von zwei oder mehr unterschiedlichen Fluiden aufweisend 
mehrere fiachig ubereinander geschichtete Fluidverteilungseinheiten jeweils 
10 entsprechend vom vorerwahnten Typ, wobei in den Fluidverteilungseinheiten 
jeweils eines der Fluide verteilt und das oder die anderen durch davon getrennte 
DurchfQhrungen unverteilt geleitet wird. 

Die Unteranspruche beschreiben bevorzugte Ausfuhrungsformen. 

15 

Fluide konnen dabei Flussigkeiten oder aber auch Gase oder Gasgemische sein. 
Die erfindungsgemaften Fluidverteilungseinheiten bzw. -vorrichtungen konnen 
.also nicht nur Einsatz finden fur die Zufuhr von ein oder mehreren Gasen 
(Precursorgas mit oder ohne Tragergas, Reaktivgas), sondern auch fur die 
20 Verteilung von ganzlich anders gearteten Gasen oder Gasgemischen oder 
FIQssigkeiten, die beispielsweise in eine Reaktionskammer mogiichst 
gleichmaflig und prazise und/oder vorhersagbar gefuhrt werden sollen. 

Mit der Erfindung wird es bei den erwahnten CVD-Beschichtungsanlagen 
25 erreicht, dass insbesondere gleiche Ausstrombedingungen des Gasstromes an 
den Gasauslassen gewahrleistet sind. Hierbei sind vorteilhafterweise die Aus- 
stromgeschwindigkeit, Ausstromrichtung und Temperatur des Gasstromes in den 
Gasauslassen gleich. Vorteilhafterweise gilt dies sowohl fOr einen Precursorgas- 
strom als auch fur einen Tragergasstrom. Die erfindungsgemafie 
30 Fluidverteilungseinheit ist bei einem Einsatz als ZufQhrvorrichtung fQr 
CVD-Beschichtungsanlagen insbesondere auch relativ kostengiinstig herstellbar. 
Die Verwendung auch empfindlicher Precursoren, zum Beispiel fur 
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Hochtemperatursupraleiter, kann in einem Endlosverfahren gewahrleistet 
werden, ohne dass es zu einer unerwunschten Abscheidung kommt. 

Gleiche Verzweigungen der jeweiligen Kanale in jeweils nachfolgende Kanale 
5 sind hierbei auch Verzweigungen, bei denen der Fluidstrom in verschiedene 
Richtungen, zum Beispiel links und rechts, gefuhrt wird, da die hydrodyna- 
mischen Stromungsverhaltnisse gleich sind. Dies konnen insbesondere T-formi- 
ge Verzweigungen sein, bei denen der Fluidstrom unter rechten Winkeln in zwei 
zueinander entgegengesetzte Richtungen weitergeleitet wird. 

10 

Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, ohne eine Zwischenspeicherung des 
Fluidstromes moglichst symmetrische Verzweigungen von Fluidkanalen fQr jeden 
Teilstrom vom Fluideinlass zu einem der Fluidauslasse und hierdurch 
gleichmaflige Bedingungen zu schaffen. ErfindungsgemaS werden somit 

15 symmetrische Verzweigungen verwendet, die zu jeweils gleichen nachge- 
ordneten Kanalen beziehungsweise Unterkanalen fuhren, die sich entsprechend 
wiederum symmetrisch in nachgeordnete Kanale verzweigen, bis eine hin- 
reichende Verzweigung zu der gewunschten Anzahl von Fluidausiassen erreicht 
ist. Somit erfolgen Druckanderungen vom Obergang von Kanalen in nach- 

20 geordnete Kanale in samtlichen Zweigen gleichmallig, so dass die Verweildauer 
der Teilstrome in den jeweiligen Kanalen beziehungsweise nachgeordneten 
Kanalen ebenfalls jeweils gleich ist. 

Die Kanale und Verzweigungen konnen bevorzugt in einer Ebene ausgebildet 
25 werden, so dass eine ebene Struktur von Kanalen, Verzweigungen und nach- 
geordneten Kanalen gebildet wird, die maanderartige Verlaufe der einzelnen 
Teilstrome bewirkt Die Kanale, Verzweigungen und nachgeordneten Kanale 
konnen somit in einer Platte, insbesondere aus einem Material mit guter Warme- 
leitfahigkeit, zum Beispiel einem Metall wie Aluminium, Kupfer, Messing Oder 
30 Stahl, gebildet werden. Hierdurch kann bei einer entsprechenden Temperierung 
der Metallplatte eine gleichmadige Temperatur in den einzelnen Kanalen, Ver- 
zweigungen und Dusen gewahrleistet werden. 
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Die Kanale konnen zum Beispiel als Nuten in einer Metallplatte ausgebildet 
werden, die durch eine angrenzende Platte bis auf den Fluideinlass und die 
Fluidauslasse abgedeckt und abgedichtet werden. Somit ist eine relativ kosten- 
gOnstige Herstellung moglich, ohne hierzu zum Beispiel einzelne Metallrohre in 
5 jeweils gleicher Stellung zueinander verschweitien zu mussen. 

Bei einer Fluidverteilungsvorrichtung fdr mehrere getrennt zu fiihrende und 
getrennt zu verteilende Fluide, zum Beispiel ein Precursorgas mit oder ohne 
Tragergas und ein Reaktivgas, kann jeweils eine Metallplatte fur die Verteilung 

10 eines ersten Fluides und eine weitere Metallplatte fur die Verteilung des anderen 
Fluides verwendet werden, bei denen zumindest die Kanale einer Platte von der 
anderen abgedeckt werden. Weiterhin konnen zum Beispiel die Kanale der als 
Platte ausgebildeten zweiten Fluidverteilungseinheit durch eine nachfolgend 
aufgesetzte Temperiervorrichtung verdeckt werden, in der Temperierkanale zur 

15 Temperierung ausgebildet sind. 

Somit ist ein kompakter Aufbau einer erfindungsgemafien Fluidverteilungs- 
vorrichtung fur mehrere unterschiedliche Fluide moglich, beispielsweise fQr eine 
CVD-Beschichtungsanlage, in der lediglich ein Precursorgas Oder ein Precursor- 
20 gas und ein Tragergas neben einem Reaktivgas verwendet wird. 

Bei einer Ausbildung mit Verzweigungen der Kanale in jeweils zwei gleichartige 
Kanale wird vorteilhafterweise eine Ausbildung einer Fluidverteilungseinheit mit 
einer Anzahl von Fluidauslassen erreicht, die eine Zweierpotenz bilden, zum 
25 Beispiel 8, 1 6 oder 32 Fluidauslassen. 

Mit der erfindungsgemafien Fluidverteilungseinheit konnen problemlos 
unterschiedliche FluidzufQhrraten und somit Fluidaustrittsraten erreicht werden, 
da hierdurch lediglich die Geschwindigkeiten der Fluidstrome in den Kanalen 
30 beziehungsweise nachgeordneten Kanalen entsprechend erhoht werden, ohne 
dass es bei den unterschiedlichen ZufQhrraten zu unerwunschten Stromungs- 
effekten, wie sie bei herkommlichen Sammelbehaltern auftreten, kommt. Da der 
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Fluidstrom stetig durch die Kanale und jeweils nachgeordneten Kanale flielit, 
kann weiterhin eine Zersetzung und Abscheidung vermieden werden. 

Bevorzugt sind der Druckgradient entlang eines jeden Kanals nahezu konstant 
5 Oder die Stromungswiderstande zwischen den Verzweigungen sind dahezu 
gleich. Es fehlt also an einem lokalen hohen Stromungswiderstand, der in einem 
Teilbereich der Fluidverteilungseinheit einen entsprechend hohen Druckabfall 
verursachen konnte. Auf diese Weise wird gefordert, mit einer rninimalen 
Aufenthaltszeit des Fluides in der Fluidverteilungseinheit eine gleichmaUige 
10 Verteilung zu erreichen. 

Bei Verwendung erfindungsgemalSer Fluidverteilungseinheiten bzw. -vorrichtun- 
gen fur rnehrere Fluide kann eine Verteilvorrichtung geschaffen werden, die 
einen modularen Aufbau, vorzugsweise mit einzeln auswechselbaren Platten 
15 gewahrleistet. 

Hierbei kann insbesondere auch eine kontinuierliche CVD-Beschichtung in einem 
Endlosverfahren gewahrleistet werden, bei der z.B. auch empfindliche 
Precursoren fur beispielsweise YBaCuO-Hochtemperatursupraleiter verwendet 
20 werden. 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform sind die Fluidauslasse der 
verschiedenen Fluide alternierend nebeneinander angeordnet, vorzugsweise 
entlang einer Geraden. Dann konnen beispielsweise bei Beschichtungen 
25 Multischichten in einem einfachen technischen kontinuierlichen Prozess 
hergestellt werden, Es kann zum Beispiel mit zwei Precursorgasplatten ein 
Multischichtsystem aus zwei Materialkomponenten kontinuierlich hergestellt 
werden. 

30 In bestimmten Fallen kann es sinnvoll sein, fur die Verteilung eines Fluides auch 
rnehrere, dann einander nachgeschaltete Fluidverteilungseinheiten einzusetzen, 
also bevorzugt durch geeignetes Zusammenschalten mehrerer Platten. 
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Die Erfindung wird im Folgenden anhand der beiliegenden Zeichnungen an 
einigen Beispielen naher erlautert. Es zeigen: 

Figurl eine Draufsicht auf eine Ausfuhrungsform einer erfindungs- 
5 gemalien Fluidverteilungsvorrichtung in explodierter Darstellung in 

drei Teilelementen, namlich 

Figur la eine erste erfindungsgemafie Fluidverteilungseinheit ftir ein erstes 
Fluid; 

10 

Figur 1b eine zweite erfindungsgemalie Fluidverteilungseinheit fur ein zwei- 
tes Fluid; 

Figur 1c eine Temperiervorrichtung; 

15 

Figur 2 eine Qbereinandergelegte, also nicht explodierte Darstellung der 
Ausfuhrungsform aus Figur 1; 

Figur 3 einen Langsschnitt durch die Ausfuhrungsform in Figur 1 und 2; 

20 

Figur 4 eine andere Ausfuhrungsform einer Fluidverteilungsvorrichtung 
gemali der Erfindung mit zwei Teilelementen, namlich 

Figur 4a eine andere erste erfindungsgemafie Fluidverteilungseinheit fur 
25 ein erstes Fluid; 

Figur 4b eine andere zweite erfindungsgemafie Fluidverteilungseinheit fur 
ein zweites Fluid; 



30 Figur 5 



eine Draufsicht auf eine weitere Ausfuhrungsform einer Fluid- 
verteilungseinheit gemafi der Erfindung; 
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Figur6 einen Teil eines Schnittes durch die Fluidverteilungsvorrichtung 
von Figur 1 und 3; und 

Figur7 einen vergroderten Ausschnitt aus einem Schnitt parallel zur 
5 Bildebene durch die Fluidverteilungseinheit von Figur 1b im 

Bereich eines Fluidauslasses. 



Eine erfindungsgemalie Fluidverteilungsvorrichtung weist gemafJ Figur 1 eine 
10 erste Fluidverteilungseinheit 10 zur Verteilung eines ersten Fluides, eine zweite 
Fluidverteilungseinheit 20 zur Verteilung eines zweiten Fluides und eine 
Temperiervorrichtung 30 zur ZufQhrung eines Kuhl- oder Heizmittels auf. Alle 
drei Teilelemente sind etwa plattenformig und jeweils einzeln in den Figuren 1a, 
1b und 1c zu erkennen. Als praktisches Beispiel und auch erprobte Ausfuhrung 
15 ist dabei eine Zufuhrvorrichtung fQr eine CVD-Beschichtungsanlage gewahlt 
worden, wobei dies die EinsatzmSglichkeiten nicht begrenzt. Es wird jedoch im 
folgenden vorab der Einsatzzweck einer Fluidverteilungsvorrichtung in einer 
solchen Beschichtungsanlage erlautert: 

20 In einer CVD-Beschichtungsanlage werden zwei Gase getrennt voneinander in 
einen Reaktions- bzw. Beschichtungsraum gefuhrt. Eines davon ist ein Gasge- 
misch aus einer Voriauferverbindung (ein sogenannter Precursor) mit einer 
Tragerverbindung, die relativ reaktionstrage oder sogar inert ist. Das andere Gas 
ist ein Reaktionsgas. Treffen Precursor und Reaktionsgas (Prozessgas) auf- 

25 einander, reagieren sie und setzen im Precursorgas eine Verbindung frei, die 
dann unmittelbar zum Beschichten eines Substrates eingesetzt wird, wahrend 
alle ubrigen Reaktionsprodukte und sonstige Bestandteile abgefOhrt werden. 

Der Precursor ist hierbei hSufig eine Wasserstoffverbindung (zum Beispiel Silan) 
30 oder eine organische Verbindung, etwa bei keramischen Materialien, beispiels- 
weise Hochtemperatursupraleitern, Barium-Strontium-Titanat oder Strontium- 
Wismut-Tantalat. Das Precursorgas wird in einem Gasstrom auf das erhitzte, zu 
beschichtende Substrat geleitet. Beim Auftreffen auf das zum Beispiel auf 
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800 °C erhitzte Substrat zerfallt die chemische Verbindung des Precursors, so 
dass sich die gewunschten Substanzen, zum Beispiel Silizium Oder Yttrium- 
Barium-Kupfer auf dem Substrat niederschlagen. Zur Herstellung eines 
keramischen Supraleiters kann zum Beispiel ein geeigneter Sauerstoff- 
5 Partialdruck in dem Beschichtungsraum eingestellt werden, so dass sich Yttrium- 
Barium-Kupferoxid in der gewunschten Perowskitstruktur mit gewunschter 
Stochiometrie einstellt. Zur Erzielung eines geeigneten Gasstromes kann 
erganzend ein Tragergas beziehungsweise Spulgas im Gasgemisch mitgefuhrt 
werden, das zum Beispiel Sauerstoff als (spateren) Reaktionspartner enthalten 
10 kann oder lediglich Gas enthalt, das an der chemischen Reaktion zur Erzeugung 
der gewunschten Beschichtung nicht teilnimmt. Dieses Gasgemisch steilt das 
erste Fluid dar, das mit einer der Fluidverteilungseinheiten nach der Erfindung 
verteilt werden kann. 

Wie erwahnt kann es Ausfuhrungsformen geben, bei denen nur ein Fluid verteilt 
werden soil und daher nur eine Fluidverteilungseinheit eingesetzt wird. Dies ist 
etwa der Fall, wenn allein das Auftreffen auf das 800 °C heifie Substrat fur die 
gewunschte Reaktion des Precursors ausreicht. In sehr vielen Fallen wird jedoch 
ein weiteres Reaktionsgas eingesetzt, das mit dem Precursor vor der 
gewunschten Reaktion direkt am Substrat nicht in Beruhrung kommen darf, und 
daher getrennt verteilt aber moglichst gleichmafiig und in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu dem Precursor (jetzt also dem ersten Fluid) freigesetzt werden 
soli. Dieses Reaktions- oder Prozessgas kann auch ein Gasgemisch oder auch 
eine Flussigkeit sein und wird jetzt zum zweiten Fluid. Denkbar, aber real selten 
eingesetzt sind auch dritte Reaktionspartner, die dann als drittes Fluid ahnlich 
verteilt wurden (hier nicht dagestellt). 

Die erste Fluidverteilungseinheit 10 in Figur 1a ist aus einem Metall, zum 
Beispiel Aluminium, Kupfer, Messing oder Stahl hergestellt. Sie ist plattenformig 
30 und besitzt eine Oberseite 11 und eine Unterseite 12. In der Oberseite 11 oder 
der Unterseite 12 der Fluidverteilungseinheit 10 sind verschiedene Kanale 15 
und Verzweigungen 16 als Nuten ausgebildet. Diese Nuten konnen nachtrSglich 
eingefrast oder bereits bei der Herstellung ausgebildet werden. 



15 



20 



25 
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lm Folgenden wird von einer Ausbildung der gezeigten Struktur auf der 
Oberseite 1 1 ausgegangen, die wiederum von einer weiteren plattenformigen 
Struktur derartig abgedeckt wird, dass lediglich die Ruidzufuhrung frei bleibt und 
5 von aulien angeschlossen werden kann. Alternativ hierzu konnen die Kanale und 
Verzweigungen auch an der Unterseite 12 der plattenformigen Fluidverteilungs- 
einheit 10 ausgebildet sein und durch die zweite Fluidverteilungseinheit 20 
abgedeckt werden. 

10 Ein erster Kanal 15a verlauft in Langsrichtung in einer mittleren Langsposition 
der Fluidverteilungseinheit 10. An seinem Anfang ist ein Fluideinlass 13 zum 
Beispiel als durchgangiges Loch ausgebildet, wenn die Fluidzufuhr, also im 
erorterten Beispiel die Zufuhr des Precursors, von der Oberseite 1 1 der ersten 
Fluidverteilungseinheit 10 her erfolgt. 

15 

. Der erste Kanal 15a endet in Figur 1a unten gezeigt in einer ersten Verzwei- 
gung 16a, die T-formig ausgebildet ist und in rechten Winkeln in zwei zweite 
Kanale 15b fuhrt. Die beiden zweiten Kanale 15b fOhren jeweils nach einer 
rechtwinkligen Kurve jeweils zu einer T-fdrmigen zweiten Verzweigung 16b, die 

20 wiederum in je zwei, also insgesamt vier dritte Kanale 15c uberfuhrt. Die dritten 
Kanale 15c fuhren jeweils nach einer rechtwinkligen Kurve uber T-fdrmige, 
rechtwinklige dritte Verzweigungen 16c zu vierten Kanalen 15d, die 
entsprechend wiederum jeweils nach einer rechtwinkligen Kurve uber T-formige, 
rechtwinklige vierte Verzweigungen 16d zu funften Kanalen 15e fuhren. Die 

25 funften Kanale 15e enden nach einer kurzen Strecke jeweils in Fluidaus- 
lassen 14. 

Die Fluidauslasse 14 liegen hierbei auf einer Geraden, die vorteilhafterweise, wie 
in Figur 1a gezeigt, die Langsachse der ersten Fluidverteilungseinheit 10 bildet. 
30 Wie in Figur 1a gezeigt, sind die beiden ersten Kanale 15a gleich, das heidt 
zueinander um die Querachse A2 gespiegelt. Auch die dritten Kanale 15c und 
vierten Kanale 15d sind zueinander gleich beziehungsweise symmetrisch gleich. 
Die funften Kanale 15e sind ebenfalls zueinander gleich und werden lediglich in 
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unterschiedlichen Richtungen durchflossen. Somit ergibt sich ein symmetrisches, 
vorteilhafterweise um eine Querachse der ersten Fluidverteilungseinheit 10 
spiegelsymmetrisches Kanalsystem, bei dem jede Verbindung von dem 
Fluideinlass 13 zu einem der Fluidauslasse 14 gleiche Kanale 15, sowie jeweils 

5 nachgeordnete Kanale aufweist, die jeweils gleich, d.h. allenfalls zueinander 
spiegelsymmetrisch sind. Auch die bei jeder Teilstrecke vorhandenen 
Verzweigungen 16 sind gleich, das heillt sie unterscheiden sich lediglich in der 
Richtung der Stromungslenkung. Hierbei werden bei der in Figur 1a gezeigten 
Draufsicht jedoch bei jeder Verzweigung 16 gleiche Stromungsbedingungen 

10 sowohl fur den Teilfluidstrom, der bei einer T-formigen Verzweigung 16 nach 
links abzweigt, als auch fur den entsprechend nach rechts abzweigenden Zweig 
gewahrleistet. Hierbei sind bei der Ausbildung der Kurven in den jeweiligen 
Kanalen 15 vorteilhafterweise die Abstande der Kurven zu den T-formigen 
Verzweigungen 16 jeweils hinreichend grolJ, so dass aufgrund des hinreichend 

15 kleinen Kanalquerschnitts eine gleichmafcige Stromung zu der Verzweigung 16 
gelangt, bei der keine Turbulenzen aufgrund der vorherigen Kurve auftreten. 

Die erreichten Verbindungen vom Fluideinlass 13 zu den einzelnen Fluidaus- 
lassen 14 sind im Vergleich zur tatsachlichen Entfernung relativ lang, um 

20 einheitiiche Langen der jeweiligen Verbindungen sowie einheitliche geometrische 
Ausbildungen zu gewahrleisten. Die Verlangerung des Transportweges des 
Fluidstromes wird erfindungsgemafc jedoch in Kauf genommen, um bei jeder 
Verbindung gleichmaUige Bedingungen zu erreichen. Indem die Fluidverteilungs- 
einheiten 10, 20 wie in den Figuren 1a, 1b gezeigt mit Kanalen 15 in einer 

25 Metallplatte ausgebildet werden, kann auch fQr den relativ langen Weg eine gute 
Temperierung und somit Einstellung einer gleichmafiigen Temperatur gewahr- 
leistet werden. Indem erfindungsgemafc ein durchgangiges Kanalsystem 
ausgebildet wird, kann hierbei bei entsprechender Temperierung ein stetiger 
Fluidstrom gewahrleistet werden, so dass Ablagerungen an den Kanalwanden - 

30 anders als bei den Zwischenbehaltern des Standes der Technik - weitgehend 
vermieden werden konnen. 
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Somit wird eine maanderartige, ineinandergeschachtelte Struktur erreicht, bei 
der aufgrund der vier Verzweigungen 2 4 , also sechzehn Fluidauslasse 14 
gleichmafiig mit dem ersten Fluid, also etwa einem Precursorgas oder einem 
Gasgemisch versorgt werden konnen. Gemali Figur 1a sind die Fluidauslasse 14 
5 entlang der Langsachse A1 gleichmaliig beabstandet. 

Wie in Figur 1b zu erkennen sind die Kanale in der zweiten Fluidverteilungs- 
einheit 20 entsprechend ausgebildet. Die Zufuhr des zweiten Fluides (im disku- 
tierten Beispiel also des Reaktions- oder Prozessgases) erfolgt Qber eine Durch- 

10 fuhrung 17 in der erste Fluidverteilungseinheit 10 t zu einem Fluideinlass 23 in 
der zweiten Fluidverteilungseinheit 20. Dann sind Kanale 25 mit Verzweigun- 
gen 26 zu den Fluidauslassen 24 vorgesehen. Ein erster Kanal 25a fuhrt nach 
zwei rechtwinkligen Kurven entsprechend der zu Figur 1a bereits oben beschrie- 
benen Ausbildung zu einer ersten Verzweigung 26a. Die einzelnen Verbindungen 

15 zu den Fluidauslassen 24 fQhren wiederum Ober zweite Kanale 25b, T-formige 
zweite Verzweigungen 26b, dritte Kanale 25c, T-formige dritte Verzweigun- 
gen 26c, vierte Kanale 25d, T-formige vierte Verzweigungen 26d, und funfte 
Kanale 25e. 

20 Eine detailliertere Darstellung und Beschreibung des Fluidauslasses 24 und 
damit auch des Zusammenfuhrens der beiden Fluide ist weiter unten in 
Zusammenhang mit der Figur 5 angegeben. 

Figur 1c zeigt unterhalb der zweiten Fluidverteilungseinheit 20 eine ebenfalls 
25 plattenformige Temperiervorrichtung 30 mit einer Oberseite 31 und einer 
Unterseite 32, in der Temperierkanale 35 fiir ein Temperiermedium, d.h. Kuhl- 
und/oder Heizmedium, wie zum Beispiel ein Gas oder eine Flussigkeit wie 
Wasser oder Ol, ausgebildet sind. Vorteilhafterweise erfolgt die Temperiermittel- 
zufuhr zu den beiden Temperierkanalen 35 symmetrisch, das heifit wie in 
30 Figur 1c gezeigt fiber auliere ZufQhrungen zu Temperierkanaleingangen 33, und 
die Ausgabe des Temperiermittels fiber innere Temperierkanalausgange 34, die 
zwischen den Temperierkanaleingangen 33 liegen, oder umgekehrt. 
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Die Kanale 25 und Verzweigungen 26 der zweiten Fluidverteilungseinheit 20 wer- 
den durch die nicht gezeigte Unterseite 12 der ersten Fluidverteilungseinheit 10 
abgedeckt. Falls alternate hierzu die Kanale jeweils an den Unterseiten 12 
ausgebildet sind, werden die Kanale der ersten Fluidverteilungseinheit 10 durch 
5 die zweite Fluidverteilungseinheit 20 und die Kanale der ersten Fluidverteilungs- 
einheit 10 durch die Temperiervorrichtung 30 abgedeckt, wobei eine weitere 
Abdeckung fur die Temperierkanale 35 der Temperiervorrichtung 30 vorgesehen 
ist. 

10 Figur 2 zeigt Qbereinandergelegt und in Durchsicht den Verlauf der verschiede- 
nen Kanale 15, 25, 35 auch relativ zueinander. Gut ist der sich weitgehend 
uberlagernde Aufbau zu erkennen, der eine modulartige Konfiguration 
verschiedener Fluidverteilungseinheiten 10, 20 wesentlich erleichtert. 

15 Die Platten der Fluidverteilungseinheiten 10 und 20 und die Temperier- 
vorrichtung 30 konnen gemafi Figur 3 durch Schrauben verbunden werden, die 
durch fluchtende Verbindungslocher 18, 28 und 38 in den Platten gefQhrt 
werden. Zur Zentrierung konnen Zentrierstifte in Zentrierbohrungen 19, 29, 39 
gesetzt werden. 

20 

Die Unterseite 32 der Temperiervorrichtung 30 kann mit einer Beschichtung zur 
Isolierung beziehungsweise Strahlungsreflexion, zum Beispiel einer Silberschicht 
versehen werden. 

25 Somit wird ein modularer Aufbau mit relativ einfach auszubildenden Metallplatten 
ermoglicht, bei denen eine Abdichtung der jeweiligen Kanale 15, 25, 35 durch die 
anderen modularen Einheiten erfolgt. 

Bei einer anderen Ausfuhrungsform in den Figur 4 sind in der ersten 
30 Fluidverteilungseinheit 10 (Figur 4a) lediglich erste, zweite und dritte Verzwei- 
gungen 15a, 15b und 15c ausgebildet, so dass lediglich 2 3 , also acht Fluidaus- 
lasse 14 fur das erste Fluid mit dem Fluideinlass 13 verbunden sind. 
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Aquivalentes gilt auch fur die zweite Fluidverteilungseinheit 20 (Figur 4b). Auch 
hier sind nur erste, zweite und dritte Verzweigungen 25a, 25b und 25c 
ausgebildet, so dass lediglich 2 3 , also acht Fluidauslasse 24 fOr das zweite Fluid 
mit dem Fluideinlass 23 verbunden sind. 

5 

Angedeutet ist in Figur 4a noch eine separate und nicht mit verteilte 
Durchfuhrung fur ein weiteres Fluid, beispielsweise einen anderen Precursor, der 
von oben zugefuhrt und nach unten abgegeben wird. Gemafc Figur 4b ist 
aufierdem am Anfang Oder Ende einer Bearbeitungsstralie ein weiterer 

10 Fluidauslass 24z vorgesehen, der uber einen separaten Kanal 25z mit einem 
gesonderten Fluideinlass 23z verbunden ist. Dies stellt eine zur Durch- 
fuhrung 14z aus der ersten Fluidverteilungseinheit 20 passende ZufQhrung von 
Koaxialgas dar. Mit diesen zusatzlichen Elementen 14z ( 23z, 24z, 25z kann in 
einer CVD-Anlage ein zweites Schichtmaterial auf einem darunter kontinuierlich 

15 gezogenen Band abgeschieden werden. 

Die Fluidauslasse 24 der zweiten Fluidverteilungseinheit 20 gemali Figur 4b 
weisen einen ringformigen auBeren Bereich 24a zur Ausbildung des Stromes aus 
zweitem Fluid auf, der einen inneren Bereich 24b umgibt, durch den die 
20 Durchfuhrungen 27 fur das erste Fluid fuhren; 

Es sind also Durchfuhrungen 27 durch die zweite Fluidverteilungseinheit 20 
gefuhrt, die in inneren Bereichen 24b der Fluidauslasse 24 aufgenommen sind 
und das erste Fluid abgeben, das von der ersten Fluidverteilungseinheit 10 in 

25 den Fluidauslassen 14 abgegeben und dann unmittelbar durch diese 
Durchfuhrungen 27 in der zweiten Fluidverteilungseinheit 20 geleitet werden. 
Aufiere Bereiche 24a dienen der Ausgabe des zweiten Fluides, also 
beispielsweise des Reaktionsgases, das bis dahin getrennt vom ersten Fluid, 
also beispielsweise dem Precursorgasstrom, gefuhrt wurde. Es bildet sich nun 

30 ein gerichteter Gasstrom aus beiden Fluiden auf das Substrat aus, die bei dieser 
Bewegung jetzt die gewunschten Reaktionen ausfOhren und darauf abgestimmt 
genau beim Substrat abgeschlossen haben konnen. 
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Figur 5 zeigt einen weiteren moglichen Aufbau einer Fluidverteilungseinheit 10 
oder 20 mit ersten, zweiten, dritten und vierten Verzweigungen 16 und somit 2 4 , 
also sechzehn gleichmaliig mit Fluid beschickten Fluidauslassen 14. 

5 Gemali dem vergrofierten Ausschnitt von Figur 6 kann der Fluidauslass 14 der 
Fluidverteilungseinheit 10 von Figur 1a - sowie auch die * entsprechenden 
Fluidauslasse 14 der anderen Ausfuhrungsformen - mit einer Querschnitts- 
vergrofierung 14q an ihrem unteren Ende ausgebildet sein, in die ein Ende27a 
der Durchfuhrung 27 eingesetzt wird. Der Schaft 27b der Durchfuhrung 27 

10 erstreckt sich gemali Figur 6 durch die Fluidauslasse 24, so dass lediglich ein 
aulierer Bereich 24a der Fluidauslasse 24 mit zweitem Fluid versorgt wird. Durch 
den inneren Bereich 24b mit der Durchfuhrung 27 des Fluidauslasses 14 wird 
somit (in Figur 8 durch einen Pfeil P1 angedeutet) erstes Fluid nach unten 
geleitet, wohingegen das zweite Fluid gemali dem Pfeil P2 koaxial aulierhalb 

15 hierzu gefuhrtwird. 

In Figur 7 ist eine Moglichkeit dargestellt, wie die Durchfuhrung 27 durch 
Zentriernasep 24q auf der Unterseite 22 der Fluideinheit stabilisiert werden kann. 

20 Aiternativ zu den hier gezeigten Ausfuhrungsformen konnen auch Y-formige 
Verzweigungen 16 bzw. 26 in einer Ebene, oder auch nicht in einer Ebene 
liegende Verzweigungen 16, 26 verwendet werden. Hierbei kann zum Beispiel 
eine Durchfuhrung des jeweiligen Fluidstromes von der Oberseite 11, 21 zur 
Unterseite 12, 22 in zum Beispiel drei nachfolgende Kanale 15, 25 erfolgen. 

25 

Auf diese Weise kann ein einzelner Fluideinlass auf eine Anzahl von 
Fluidauslassen verteilt werden, die ein Produkt aus einer Zweierpotenz und einer 
Dreierpotenz bilden (zum Beispiel: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18). 



30 
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Bezugszeichenliste 



10 erste Fluidverteilungseinheit 
5 1 1 Oberseite der ersten Fluidverteilungseinheit 

12 Unterseite der ersten Fluidverteilungseinheit 

13 Fluideinlass der ersten Fluidverteilungseinheit 

1 4 Fluidauslasse der ersten Fluidverteilungseinheit 
14q Querschnittserweiterung des Fluidauslasses 

10 14z separater Fluiddurchlass in Ausfuhrungsform nach Figur 4 

1 5 Kanale in der ersten Fluidverteilungseinheit 
15a ersterKanal 

15b zweiter Kanal 
15c dritter Kanal 
15 15d vierter Kanal 

15e funfter Kanal 

16 Verzweigungen der Kanale in der ersten Fluidverteilungseinheit 
16a erste Verzweigung 

16b zweite Verzweigung 
20 16c dritte Verzweigung 

16d vierte Verzweigung 

17 Durchfuhrung fur zweites Fluid in erster Fluidverteilungseinheit 

1 8 Verbindungslocher in der ersten Fluidverteilungseinheit 

19 Zentrierbohrungen in der ersten Fluidverteilungseinheit 

25 

20 zweite Fluidverteilungseinheit 

21 Oberseite der zweiten Fluidverteilungseinheit 

22 Unterseite der zweiten Fluidverteilungseinheit 

23 Fluideinlass der zweiten Fluidverteilungseinheit 

30 23z zusatzlicher Fluideinlass in Ausfuhrungsform nach Figur 4b 

24 Fluidauslasse der zweiten Fluidverteilungseinheit 
24a aufterer Bereich der Fluidauslasse 

24b innerer Bereich der Fluidauslasse 
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24q Zentriernasen nach Figur 7 

24z zusatzlicher Fluidauslass in Ausfuhrungsform nach Figur 4b 
25 Kanale in der zweiten Fluidverteilungseinheit 
25a erster Kana! 
5 25b zweiterKanal 

25c dritter Kanal 
25d vierter Kanal 
25e funfter Kanal 

25z zusatzlicher Kanal in Ausfuhrungsform nach Figur 4b 
1 0 26 Verzweigungen der Kanale in der zweiten Fluidverteilungseinheit 

26a erste Verzweigung 

26b zweite Verzweigung 

26c dritte Verzweigung 

26d vierte Verzweigung 
15 27 Durchfuhrung 

27a Ende der Durchfuhrung 

27b Schaft der Durchfuhrung 

28 Verbindungslocher in der zweiten Fluidverteilungseinheit 

29 Zentrierbohrungen in der zweiten Fluidverteilungseinheit 

20 

30 Temperiervorrichtung 

31 Oberseite der Temperiervorrichtung 

32 Unterseite der Temperiervorrichtung 

33 Temperierkanaleingange 
25 34 Temperierkanalausgange 

35 Temperierkanale 

38 Verbindungslocher in der Temperiervorrichtung 

39 Zentrierbohrungen in der Temperiervorrichtung 

30 A1 Langsachse der Fluidverteilungseinheit 

A2 Querachse der Fluidverteilungseinheit 

P1 Pfeil fur Bewegungsrichtung des ersten Fluids 

P2 Pfeil fur Bewegungsrichtung des zweiten Fluids 
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Patentanspriiche 

1. Fluid verteilungseinheit (10, 20) zum Verteilen eines Fluidstromes auf 
mehrere Teiistrome 

5 mit mindestens einem Fluideinlass (13, 23) fur den zugefuhrten Fluidstrom, 
mit mehreren Fluidauslassen (14, 24) fur die Teiistrome, 
und mit mehreren Kanalen (15, 25), die den Fluideinlass (13; 23) mit den 
Fluidauslassen (14, 24) verbinden, 
dadurch gekennzeichnet, 
10 dass die Kanale (15, 25) sich jeweils in Verzweigungen (16, 26) symmetrisch 
in nachgeordnete Kanale (15b, 15c, 15d, 15e; 25b, 25c, 25d, 25e) aufteilen 
und 

dass jede Verbindung von dem Fluideinlass (13; 23) zu einem der 
Fluidausiasse (14; 24) gleiche Kanale (15, 25) und gleiche Verzweigun- 
15 gen (16, 26) aufweist. 

2. Fluidverteilungseinheit nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kanale (15, 25) und die Verzweigungen (16, 26) in einer Ebene, 
20 vorzugsweise einer Ebene senkrecht zur Auslassrichtung der Fluid- 
auslasse (14, 24) liegen. 

3. Fluidverteilungseinheit nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

25 dass die Fluidverteilungseinheit .(10, 20) plattenformig aufgebaut ist, 
vorzugsweise aus Metall, und 

dass die Kanale (15; • 25) in einer oder mehreren derartigen 
Fluidverteilungseinheiten (10, 20) ausgebildet sind. 
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4. Fluidverteilungseinheit nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kanale (15, 25) als Nuten in einer Unterseite (12, 22) Oder Ober- 
seite(11, 21) einer der plattenformigen Fluidverteilungseinheiten (10, 20) 
5 ausgebildet und durch eine andere flachig benachbarte plattenformige 
Fluidverteilungseinheit (20, 10) oder eine andere plattenformige Vor- 
richtung (30) verdeckt sind. 

5. Fluidverteilungseinheit nach einem der vorstehenden Anspruche, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

dass sich jeweils ein Kanal (15a, 15b, 15c, 15d; 25a, 25b, 25c, 25d) in einer 
Verzweigung (16, 26) symmetrisch in mindestens zwei nachgeordnete 
Kanale (15b, 15c, 15d, 15e; 25b, 25c, 25d, 25e) verzweigt. 

15 6. Fluidverteilungseinheit nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kanale (15, 25) sich in den Verzweigungen (16, 26) rechtwinklig, 
vorzugsweise T-formig, verzweigen. 

20 7. Fluidverteilungseinheit nach einem der vorstehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kanale (15, 25) geradlinige Strecken oder geradlinige Strecken mit 
rechtwinkligen Kurven aufweisen. 



25 8. 



Fluidverteilungseinheit nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Fluidauslasse (14; 24) auf einer Geraden liegen. 



WO 02/055757 PCT/EP02/00097 
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9. Fluidverteilungseinheit nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Druckgradient entlang eines Kanals (15, 25) urn weniger als ± 20% 
variiert Oder der Stromungswiderstand in den KanSlen (15b, 15c, 15d, 15e, 
5 25b, 25c, 25d, 25e) zwischen den Verzweigungen (16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 
26a, 26b, 26c, 26d, 26e) urn weniger als ± 20% variiert. 

10. Fluidverteilungsvorrichtung zur getrennten Verteilung von zwei oder mehr 
unterschiedlichen Fluiden aufweisend mehrere flachig Qbereinander 

10 geschichtete Fluidverteilungseinheiten (10, 20) nach einem der 

vorstehenden AnsprOche, wobei in den Fluidverteilungseinheiten (10, 20) 
jeweils eines der.Fluide verteilt und das oder die anderen durch davon 
getrennte Durchfuhrungen (17, 27) unverteilt geleitet wird. 

15 11. Fluidverteilungsvorrichtung nach Anspruch 1 0, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Fluidauslasse (14) fur das erste Fluid und die Fluidauslasse (24) fOr 
das zweite Fluid oder weitere Fluide konzentrisch zueinander angeordnet 
sind. 

20 

12. Fluidverteilungsvorrichtung nach einem der Anspruche 10 oder 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Temperiervorrichtung (30) zum Kuhlen und/oder Heizen unterhalb 
der einen oder mehreren Fluidverteilungseinheiten (10, 20) vorgesehen ist. 

25 

13. Fluidverteilungsvorrichtung nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Temperiervorrichtung (30) plattenformig ist und 
dass auf einer Unterseite (32) der Temperiervorrichtung (30) eine 
30 strahlungsreflektierende Schicht, vorzugsweise eine Silberschicht, vorge- 
sehen ist. 



WO 02/055757 



PCT7EP02/00097 



14. Fluidverteilungsvorrichtung nach einem der Anspruche 12 oder 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Fluidverteilungseinheiten (10, 20) und die Temperiervorrichtung (30) 
fluchtende Befestigungslocher (18; 28; 38) zur Aufnahme von senkrecht 
5 verlaufenden Verbindungsschrauben aufweisen. 

15. Fluidverteilungsvorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Fluidauslasse (14, 24) der verschiedenen Fluide alternierend 
10 nebeneinander liegen, vorzugsweise entlang einer Geraden. 

16. Fluidverteilungsvorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass sie als Zufuhreinrichtung von Gasen fQr eine CVD-Beschichtungs- 
15 anlage ausgebildet ist, 

dass mindestens eine Fluidverteilungseinheit (10) fur mindestens ein 
Precursorgas mit gegebenenfalls einem Tragergas vorgesehen ist, und 
dass mindestens eine Fluidverteilungseinheit (20) fQr mindestens ein 
Reaktivgas vorgesehen ist. 

20 
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